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1. 

Starteigenschaften „normaler“ Glimmentladungsplasmen  

 

16. Deutsches Anwendertreffen Glimmentladungs-Spektrometrie , 24. - 25. April 2013 in Duisburg 



16. Deutsches Anwendertreffen Glimmentladungs-Spektrometrie , 24. - 25. April 2013 in Duisburg 

Zeit [s]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R
e

l. 
In

te
n

s
itä

t

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cr 425

Cr 425 Cr 425

C  156
C  156 C  156

N  174 N  174 N  174O  130 O  130 O  130Ni 341

Ni 341

Ni 341

H 6563
H 6563

H 6563

Ux Ux Ux

Ix Ix Ix

Px Px Px

22.04.2013 14:11:51 (13040102 ar25dchr arcr 1000V 10mA v4510)

(Kan. - Empf.; Glätt.; Fakt.; ?)

Cr 425 - 1; 0; 5,0; 0,00

C  156 - 2; 0; 1,0; 0,00

N  174 - 2; 0; 1,0; 0,00

O  130 - 2; 0; 10,0; 0,00

Ni 341 - 2; 0; 1,0; 0,00

H 6563 - 0; 0; 4,0; 0,00

Ux - 0; 0; 1,0; 0,00

Ix - 0; 0; 1,0; 0,00

Px - 0; 0; 1,0; 0,00



 

 

2. 

Probleme hoher Sputterraten / kurzer Sputterzeiten 
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(Kan. - Empf.; Glätt.; Fakt.; ?)

Cr 425 - 1; 0; 5,0; 0,00

C  156 - 2; 0; 1,0; 0,00

N  174 - 2; 0; 1,0; 0,00

O  130 - 2; 0; 10,0; 0,00

Ni 341 - 2; 0; 1,0; 0,00

H 6563 - 0; 0; 4,0; 0,00

Ux - 0; 0; 1,0; 0,00
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22.04.2013 14:11:51 (13040102 ar25dchr arcr 1000V 10mA v4510)

(Kan. - Empf.; Glätt.; Fakt.; ?)

Cr 425 - 1; 0; 5,0; 0,00

C  156 - 2; 0; 1,0; 0,00

N  174 - 2; 0; 1,0; 0,00

O  130 - 2; 0; 10,0; 0,00

Ni 341 - 2; 0; 1,0; 0,00

H 6563 - 0; 0; 4,0; 0,00

Ux - 0; 0; 1,0; 0,00

Ix - 0; 0; 1,0; 0,00

Px - 0; 0; 1,0; 0,00

Chromschicht mit ~200 nm Dicke, gemessen mit typischen DC-Bedingungen 



 

 

 

3. 

Plasmen mit geringer Sputterleistung 
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Spezifische Sputterkonstante Fe: 0,24 µg/Ws 

WZerstäubung = (U – U0)·I·t 

PZerstäubung = (U – U0)·I 

PGesamt = U ·I 
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Kraterdurchmesser  in Abhängigkeit von der Stromstärke 



 

 

 

 

4. 

Anregung durch Plasmen mit niedriger Sputterleistung 
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Intensität der Argonlinie 706 nm in Abhängigkeit von Druck und Gesamtleistung 
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Emmisionsrate der Chromlinie 425 nm in Abhängigkeit von Druck und Gesamtleistung 
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5. 

Ergebnisse 

 

16. Deutsches Anwendertreffen Glimmentladungs-Spektrometrie , 24. - 25. April 2013 in Duisburg 



16. Deutsches Anwendertreffen Glimmentladungs-Spektrometrie , 24. - 25. April 2013 in Duisburg 

Intensität von Cr und Ni über Zerstäubungsarbeit 
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22.04.2013 13:49:30 (13040102 ar25dchr arcr 350V 25mA v4510)

(Kan. - Empf.; Glätt.; Fakt.; ?)

Cr 425 - 1; 0; 5,0; 0,00

C  156 - 2; 0; 1,0; 0,00

N  174 - 2; 0; 1,0; 0,00

O  130 - 2; 0; 10,0; 0,00

Ni 341 - 2; 0; 1,0; 0,00

H 6563 - 0; 0; 4,0; 0,00

Ux - 0; 0; 1,0; 0,00

Ix - 0; 0; 1,0; 0,00

Px - 0; 0; 1,0; 0,00

Chromschicht mit ~200 nm Dicke, gemessen mit geringer Spannung 
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22.04.2013 14:38:06 (13040102 ar25dchr arcr 1000V 10mA v4510)

Probe: CKD242

(Kan. - Empf.; Glätt.; Fakt.; ?)

Cr 425 - 1; 0; 5,0; 0,00

C  156 - 2; 0; 1,0; 0,00

N  174 - 2; 0; 1,0; 0,00

O  130 - 2; 0; 10,0; 0,00

Ni 341 - 2; 0; 1,0; 0,00

H 6563 - 0; 0; 4,0; 0,00

Ux - 0; 0; 1,0; 0,00

Ix - 0; 0; 1,0; 0,00

Px - 0; 0; 1,0; 0,00
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22.04.2013 14:41:30 (13040102 ar25dchr arcr 350V 25mA v4510)

Probe: CKD242

(Kan. - Empf.; Glätt.; Fakt.; ?)

Cr 425 - 1; 0; 5,0; 0,00

C  156 - 2; 0; 1,0; 0,00

N  174 - 2; 0; 1,0; 0,00

O  130 - 2; 0; 10,0; 0,00

Ni 341 - 2; 0; 1,0; 0,00

H 6563 - 0; 0; 4,0; 0,00

Ux - 0; 0; 1,0; 0,00

Ix - 0; 0; 1,0; 0,00

Px - 0; 0; 1,0; 0,00

Gusseisen Referenz CKD242, gemessen mit beiden Bedingungen 
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(Kan. - Empf.; Glätt.; Fakt.; ?)

Cr 425 - 1; 0; 5,0; 0,00

C  156 - 2; 0; 1,0; 0,00
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Ux - 0; 0; 1,0; 0,00
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Px - 0; 0; 1,0; 0,00
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Chromschicht mit ~200 nm Dicke, gemessen mit geringster Spannung 



Physikalische Parameter eines Plasmas zur Dünnschichtanalyse im Vergleich… 

Anodendurchmesser: 2.5 mm    2.5 mm 
 
Spannung:  200 - 400 V   600 - 1200 V 
 
Strom:   20 – 80 mA   5 - 20mA 
 
Druck:   5 - 7 hPa    2 - 4 hPa 
 
 
Weitere Werte: 
PMT-Mode:  1-2 (niedrige Spannung)  2-3 (hohe Sp.) 
Erosionsrate:  10 nm/s    100 nm/s 
Anodenabstand:  0,15 mm    0,15 mm 
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